
JP 2009-158719 A5 2011.2.3

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年2月3日(2011.2.3)

【公開番号】特開2009-158719(P2009-158719A)
【公開日】平成21年7月16日(2009.7.16)
【年通号数】公開・登録公報2009-028
【出願番号】特願2007-335057(P2007-335057)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   7/198    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１５Ｄ
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５０１　
   Ｇ０２Ｂ   7/18    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成22年12月15日(2010.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原版のパターンを基板に投影する投影光学系を有する露光装置であって、
　前記投影光学系は、
　前記原版と前記基板との間の光路中に前記原版の側から順に配置された第１凹面ミラー
、凸面ミラー、第２凹面ミラーと、
　前記第１凹面ミラーおよび前記第２凹面ミラーを支持する支持機構とを備え、
　前記第１凹面ミラーの反射面と前記凸面ミラーの反射面との距離が前記第２凹面ミラー
の反射面と前記凸面ミラーの反射面との距離と異なり、
　前記支持機構は、上部部材、中段部材、下部部材およびそれらの端部を連結する側部部
材を含む棚形状の枠体を含み、前記第１凹面ミラーは、前記上部部材および前記中段部材
によって支持され、前記第２凹面ミラーは、前記下部部材によって支持されている、
　ことを特徴とする露光装置。
【請求項２】
　前記第２凹面ミラーは、前記下部部材のほか、前記中段部材によって支持されている、
ことを特徴とする請求項１に記載の露光装置。
【請求項３】
　前記第２凹面ミラーは、前記下部部材によってその下部が支持されるとともに、前記下
部部材から延びた部分を含む支持部材によってその上部が支持される、ことを特徴とする
請求項１に記載に露光装置。
【請求項４】
　前記第１凹面ミラーは、前記上部部材に固定された支持部材および前記中段部材に固定
された支持部材を介して前記上部部材および前記中段部材によって支持され、前記第２凹
面ミラーは、前記下部部材に固定された下部支持体を介して前記下部部材によって支持さ
れている、ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の露光装置。
【請求項５】
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　前記第１凹面ミラーの曲率中心、前記凸面ミラーの曲率中心および前記第２凹面ミラー
の曲率中心を結ぶ軸が水平である、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記
載の露光装置。
【請求項６】
　前記投影光学系は、屈折光学系を更に含む、ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
か１項に記載の露光装置。
【請求項７】
　デバイス製造方法であって、
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の露光装置を用いて基板を露光する工程と、
　該基板を現像する工程と、
　を含むことを特徴とするデバイス製造方法。
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